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１．概要（Summary） 

本研究開発の目的は、体内狭所での圧力測定を可能

にする外径 125µm の極細径光ファイバ圧力センサを

低侵襲医療ツールに組み込んだ臨床で広く用いられ

るデバイスとして実用化することである。圧力センサ

の製造プロセスの確立をはかりセンサの温度特性、安

定供給および実装構造の特性向上をはかる。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

LP-CVD（SiON）（システムサービス） 

 ダイアフラムとして用いるSiON膜の成膜に利用し

た。 

アルバック多用途 RIE 装置（アルバック RIH-1515Z） 

 SiO2膜のドライエッチングに利用した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

LP-CVD で成膜した SiON 膜の膜厚分布を Fig.1 に

示す。Uniformity は 11%、CVD レートは 33nm/min

程度、膜応力は 190MPa 程度で引張応力であった。 

 膜厚分布、成膜レート、膜応力は条件により変動し

たので用途に合致した条件で成膜した。 

 

Fig.1 Film thickness of deposited SiON 

多用途 RIE 装置で CF4ガスを用いた SiO2のエッチ

ングレートは 20nm/min 程度が得られた。 

CF4ガスでのマスク耐性は Au＞Cr＞レジスト 

の順であった。 
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